Systémovy mikroskop BX53M/BXFM

Zjednoduseni komplexni prace s mikroskopem

EVIDENT




Urceno k pouziti v pramyslu
a materialovych védach

ZjednodusSeni komplexni prace s mikroskopem

UZivatelsky privétivé

ZjednodusSené a fizené ovladani nastaveni mikroskopu
usnadnuje upravu a reprodukci nastaveni systému.

Funkcéni

BX3M je urcen pro tradi¢ni prdmyslovou mikroskopii
a ma rozsSirené funkce, aby splfnoval poZadavky Sirsi
Skaly aplikaci a metod kontroly.

Presna optika

Mame mnohaleté zkuSenosti s vyrobou kvalitni optiky,
ktera poskytuje vynikajici obraz v okularech i na monitoru.

Rada BX3M byla navrzena s ohledem na poskytovani modularity a nabizi univerzalni
reSeni pro védeckou analyzu material( a primyslové vyuZziti. Diky vylepSené integraci
se softwarem PRECiV™ nabizi BX3M bezproblémové podminky pro standardni praci
s mikroskopem i s digitalnim obrazem - od pozorovani aZ po tvorbu protokold. Modularni konstrukce poskytuje flexibilitu pfi sestaveni
systému, ktery vyhovuje vasim specifickym potfebam.

PIné pfizpusobitelny




Intuitivni ovladani mikroskopu:
Komfortni a snadno pouzitelné

Pfi provadéni kontrol ¢asto trva dlouho, nez se upravi nastaveni mikroskopu, ziska obraz

a provedou potfebna méreni, aby byly spinény poZadavky na vytvareni protokold. MoZnd budete
muset investovat ¢as a penize do profesionalniho Skoleni o mikroskopech, jinak budete pracovat
s omezenymi znalostmi pIného potencialu mikroskopu.

Model mikroskopu BX3M zjednodusuje slozité ukony prace s mikroskopem diky vhodné navrzenym
a snadno pouzitelnym ovladacim prvkdm. MdZete potencidl mikroskopu vyuZit na maximum

bez nutnosti podstoupit rozsahlé Skoleni. Snadné a pohodIné ovladani mikroskopu také zlepSuje
reprodukovatelnost, protoze se minimalizuji lidské chyby.

Jednoduchy osvétlovac: snadna realizace tradicnich technik

Osvétlovat poméaha omezit mnoZstvi komplikovanych ¢innosti, které jsou obvykle nutné k obsluze mikroskopu. Ciselnik na predni
strané osvétlovace vdm umozriuje snadno zménit metodu pozorovéni. Mlzete rychle prepinat mezi nejcastéji pouzivanymi metodami
pozorovani v mikroskopii s odraZzenym svétlem, napriklad ze svétlého pole na tmavé pole a na polarizované svétlo, a snadno tak
prechazet mezi rdznymi typy analyz. Kromé toho je jednoduché pozorovani polarizovaného svétla nastavitelné otacenim analyzatoru.
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*Pro poufziti vyZaduje posuvnik DIC

3 Funkce oznacené touto ikonou vyZaduji software PRECiV.

Intuitivni ovladani mikroskopu

Poufziti spravného nastaveni clony a bloku zajisti vhodny
kontrast obrazu a pIné vyuziva numerické clony objektivu.
Dodané informace vdm pomohou dosahnout spravného
nastaveni na zakladé metody pozorovani a pouzitého objektivu.

Nesprévna poloha

Sprévna poloha

Snadné obnoveni nastaveni mikroskopu:
kédovany hardware

Kédované funkce integruji hardwarova nastaveni fady

BX3M se softwarem pro obrazovou analyzu PRECiV". Metoda
pozorovani, intenzita osvétleni a zvétSeni jsou automaticky
zaznamenany softwarem a ukladany spolu s pfislusnymi obrazy.
JelikoZ kontroly Ize provadét vzdy se stejnym nastavenim
pozorovani, je snadné zajistit spolehlivé vysledky kontrol.

Operator A Operator B

x Rizni pracovnici obsluhy pouZivaji riizna nastaveni.

= Nacteni nastaveni zaFizeni
| pomoci softwaru PRECiV

Il

Rizni operatofi mohou pouZzivat stejna nastaveni.

Index méfitka zaostrfeni: rychlé zaostreni

Index méfitka zaostreni na rdmu pomaha rychle dosahnout
potfebného ohniska. Obsluha tak mlZe zhruba nastavit ohnisko
bez nutnosti prohlizet si vzorek okuldrem, coz Setfi cas pfi
kontrole vzork riiznych vysek.

Spravce intenzity svétla: konzistentni osvétleni

Bé&hem pocatecniho nastaveni Ize intenzitu osvétleni upravit
tak, aby odpovidala specifické hardwarové konfiguraci
kédovaného osvétlovace anebo kédované hlavice.
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Intenzita svétla se automaticky upravi pro dosazeni optimalniho
obrazu po Upravé priblizeni nebo metody pozorovani.

Snadné a pohodIné ovladani

Konstrukce systému muze ovlivnit efektivitu vasi prace. Jak
samostatné mikroskopové systémy, tak i systémy integrované
se softwarem pro analyzu obrazu PRECiV téZi z pohodinych
rucnich ovladacich prvkd, které jasné zobrazuji polohu
hardwaru. Diky jednoduchému ru¢nimu ovladani se mizete
plné soustredit na vzorek a provadénou kontrolu.

Rucni prepinac pro motorizované Ru¢ni prepinac
otaceni objektivl



Funkce pro ruzné kontrolni a analytické ikony

Rada BX3M vyuziva tradi¢ni kontrastni metody bé&Zné mikroskopie, jako jsou svétlé pole, tmavé OkamZité MIA: snadné panoramatické EFL: vytvareni snimk( se zaostfenim
pole, polarizované svétlo a diferencialni interferen¢ni kontrast. S vyvojem novych materialt Ize Zobrazovani na kazdy jeho bod
mnoho problémU spojenych s detekci defektll pomoci standardnich kontrastnich metod vyresit Nové miiZete snadno a rychle spojovat obrazy pouhym Funkce EFI (Extended Focus Imaging) v softwaru PRECIV
pomoci modernich technik prace s mikroskopem a doséhnout presnéj$iho a spolehlivéjiho posunutim knofliku XY na rucnim stolku - bez potieby - - zachycuje obrazy vzorkd, jejichz vySka presahuje hloubku

L, ) . N , . L, motorizovaného stolku. Software PRECIV" vyuZiva rozpozndvani  ostrosti objektivu, a sklada je dohromady, aby vytvofila jeden
pozorovani. Nové techniky osvétleni a moznosti ziskavani obrazu v softwaru pro obrazovou vzor( k vytvoFeni panoramatického obrazu, ktery uZivateldim zaostteny obraz. Funkce EFI, kterou Ize pouZivat jak s ruéni, tak
analyzu PRECiV vam davaiji vice mozZnosti, jak hodnotit vzorky a dokumentovat zjisténi. Kromé poskytuje Sirsi zorné pole neZ jeden snimek. i s motorizovanou osou Z, vytvafi vySkovou mapu pro snadnou

vizualizaci struktury. Podle potfeby mizZete také vytvorit obraz
EFI v reZimu offline pomoci nastroje PRECiV Desktop.

toho mikroskop BX3M pojme i vétsi, t&Z3i a specializovang;Si vzorky nez béZzné modely.

Pokrocilé zobrazovani

Pozorovani MIX: neviditelny se stava viditelnym

Technologie pozorovani MIX fady BX3M kombinuje tradi¢ni metody osvétleni s osvétlenim na tmavém poli. PFi pouziti posuvniku
MIX bude jeho prstenec LED diod svitit na vzorku smérovym tmavym polem. To ma podobny Ucinek jako tradi¢ni tmavé pole, ale
poskytuje moznost vybrat kvadrant LED diod, a nasmérovat tak svétlo z riiznych Ghld. Tato kombinace smérového tmavého pole
a svétlého pole, fluorescence nebo polarizace se nazyva osvétleni MIX a je zvIasté uZiteCna pro zvyraznéni defektd a odliseni
zvySenych povrchi od prohlubni.

Struktura polovodicového wafru Usazenina fotorezistu na Kondenzor

polovodi€ovém wafru
0 Svétlé pole O Fluorescence
Vzor integrovaného

Samotny vzorek
obvodu je nezfetelny. neni viditelny.
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Usazenina HDR: Jasné a tmavé oblasti
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Pomoci pokrocilého zpracovani obrazu se vysoky dynamicky rozsah (HDR) prizplsobuje rozdilim v jasu obrazu, aby se omezilo .
presvétleni. HDR prinasi zlepSeni vizudlni kvality digitalnich snimk(, coZz umoziuje vytvéret profesionalné vyhlizejici protokoly.
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Bvartval vyafl;‘qtl \llzqr integrovaného obvodu jsou szotr :nEegzq;/alngho obvodu i usazenina jsou tSIozepy obrlaz nekgllsz Sr?m;]:(u Se smerovym Jasné exponované tmavé i svétlé oblasti diky HDR zobrazeni Zvy3eni kontrastu pomoci funkce HDR
Zreteine viditeine. Zreteine viditeine. mavym polem z riznych thid. (vzorek: barika vstFikovace paliva) (vzorek: Fez magnezitu)

Spojenim zfetelnych snimkd bez halace se
5 Funkce oznatené touto ikonou vyZaduji software PRECV. vytvori jeden ostry obrazek vzorku.



PokrocCilé méreni

Rutinni nebo zakladni méreni

V softwaru PRECiV jsou k dispozici riizné mérici funkce,

takZe uZivatel mGZe ze snimk0 snadno ziskat uZite¢na

data. Pro zajiSténi potfebné kontroly kvality je ¢asto nutné méFit
charakteristiky na obrazech.VSechny trovné licenci k softwaru
PRECiV zahrnuiji interaktivni méfici funkce, jako je méreni
vzdalenosti, hld, obdéInikd, kruznic, elips a mnohouhelnikd.
V8echny namérené vysledky se ukladaji v obrazovych souborech
pro zajisténi dopliujici dokumentace.

Pocitani a méreni

Re3eni pro védeckou analyzu materialt

Software PRECiV™ nabizi intuitivni rozhrani podporujici

pracovni postupy pfi komplexni analyze obrazu.

Kliknutim na tlacitko Ize slozité analyzy obrazu provést rychle,
presné a v souladu s obvyklymi standardy v oboru. Diky
zasadnimu zkraceni doby potfebné pro zpracovani opakované
pouZzivanych Gkonu se védci v oblasti analyzy materiald mohou
soustredit skutecné jen na analyzu a vyzkum. Modularni
dopliky pro méreni vmeéstkd a pocitani prisecikl Ize snadno
vyuzivat vzdy, kdy to bude zapotrebi.
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Reseni pro ur¢ovani velikosti zrn planimetrickou metodou se sekunddrni fazi

7 Funkce oznacené touto ikonou vyZaduji software PRECiV.

Pokrocila kapacita vzorku
Pocitani a méreni
Detekce objektl a méreni rozdéleni velikosti patfi
mezi nejdllezitéjsi priklady vyuZiti v oblasti digitalniho
zobrazovani. Software PRECiV nabizi detekéni algoritmus,

ktery vyuziva prahové metody ke spolehlivému oddéleni
objektl (napf: ¢astic nebo ryh) od pozadi.

Zobrazeni vice typQ vzorkU a velikosti

Stolek o velikosti 150 x 100 mm nabizi ve srovnani

s pfedchozimi modely del3i pojezd ve sméru X. Spole¢né

s plochym provedenim umoziuje snadné umisténi velkych
vzorkUl nebo vice vzork(l na stolek. Deska stolku ma otvory se
zavitem pro pfipojeni drzaku na vzorek. Diky vétSimu stolku
dosadhnou uzivatelé lepsi flexibility a mohou kontrolovat vice
vzorkl na jednom mikroskopu, coZ Setfi cenné misto

v laboratofi. Nastavitelny toCivy moment stolku usnadfiuje
jemné polohovani pfi velkém zvétSeni s tzkym zornym polem.

Flexibilita pro vySku a hmotnost vzorku

Vzorky o velikosti az 105 mm (4,1 palce) Ize montovat na stolek
s volitelnou moduldrni jednotkou. Diky vylepSenému
zaostrovacimu mechanismu m{ze mikroskop pojmout vzorky
o celkové hmotnosti (vzorek + stolek) az 6 kg (13,2 libry).

To znamena, Ze s modelem mikroskopu BX3M muzete
ovérovat vétsi a tézsi vzorky, a omezit tak poCet potfebnych
mikroskopU v laboratofi. Strategickym umisténim oto¢ného
drzaku pro 6palcové wafry mimo stfed mohou uZivatelé
kontrolovat cely povrch wafru pouhym otoc¢enim drzaku pfi
pohybu v celém rozsahu 100mm pojezdu. Nastaveni tocivého
momentu stolku je optimalizovano tak, aby se stolek pouzival
snadno, a pohodiné drzadlo zarovefi usnadfiuje nalezeni
zajmové oblasti na vzorku.

BX53MRF-S

3D méreni vzorkl
PFi pouZziti externi kédované nebo motorizované

zaostrovaci jednotky Ize obraz EFI rychle zachytit

a zobrazit ve 3D. Ziskana vySkova data mohou byt pouZita

pro 3D méfeni z profilu nebo z jednoho pohledu.

Flexibilita ve velikosti vzorku

Pokud jsou vzorky pfFilis velké, nez aby je bylo mozné umistit
na tradi¢ni pracovni stolek mikroskopu, mohou byt zakladni
optické komponenty pro mikroskopii s odrazenym svétlem
usporadany v modularni konfiguraci. Modularni systém BXFM
Ize pfipevnit na v&tsi stojan pomoci tyce nebo na jiny volitelny
nastroj pomoci montazni konzoly. To umozriuje uzivatelim
vyuzit provérenych optickych produktl Olympus, i kdyzZ jsou
jejich vzorky co do velikosti nebo tvaru jedinecné.

3D zobrazeni povrchu
(vzorek pro
zkousku drsnosti)

BXFM

Kompatibilni s EDS: ochrana elektronickych zafizeni pred elektrostatickym vybojem

Systém BX3M ma schopnost disipace elektrostatickych vybojd, kterd chrani elektronicka zafizeni pred statickou elektfinou
nakumulovanou lidskymi nebo okolnimi faktory.

. Jednotné zobrazeni
a méreni 3D profilu



Historie Spickovych optickych produkt(

Nase bohaté zkuSenosti v oblasti vyvoje kvalitnich optickych produktt vedly ke vzniku osvédcenych
a kvalitnich mikroskopu s vynikajici pfesnosti méreni.

Rizeni aberace vinoplochy

PFi pouziti mikroskopu pro pokrocily vyzkum nebo systémovou
integraci musi byt opticky vykon standardizovan pro vSechny
objektivy. NaSe objektivy UIS2 prekracuji bézné standardy
numerické apertury (NA) a pracovni vzdalenosti (WD) tim,

Ze poskytuji fizeni aberace vinoplochy, kterd minimalizuje
aberace snizujici rozliSeni.

Spojeni velké numerické apertury s dlouhou
pracovni vzdalenosti

Objektivy jsou z hlediska vykonnosti mikroskopu naprosto
klicovym prvkem. Objektivy MXPLFLN dodavaji do fady
objektivii MPLFLN hloubku pro zobrazovéni v episkopickém
osvétleni, CehoZ je dosazeno soucasnou maximalizaci
numerické apertury a pracovni vzdalenosti. Pfi vy3Sim rozliSeni
pri zvétSenich 20x a 50x je pracovni vzdalenost typicky kratsi,
proto byva nutné pfi zméné objektivu zasunout vzorek nebo
objektiv. Pracovni vzdalenost objektivu MXPLFLN o délce 3 mm
tento problém v mnoha pfipadech eliminuje a umozZriuje tak
rychlejSi provedeni kontroly s menSim rizikem narazu
objektivu do vzorku.

Automaticka kalibrace

Podobné jako v pfipadé digitalnich mikroskopl mizete

v rdmci softwaru PRECIV™ vyuZivat automatickou

kalibraci. Automaticka kalibrace pomaha eliminovat rozdily mezi
uzivateli pfi kalibracnim procesu, a dosahnout tak spolehlivéjsiho
méreni. Automaticka kalibrace vyuziva algoritmus, ktery
automaticky vypocitava spravné nastaveni kalibrace z priméru
nékolika bodd méreni. To umoZziuje potlacit rozdily zplsobené
rozdilnou technikou prace rliznych uzivatelG a zachovat vZdy
vysokou presnost a spolehlivost pfi pravidelném ovéfovani.

9 Funkce oznacené touto ikonou vyZaduji software PRECiV.

LED osvétleni

Systém BX3M vyuZiva LED zdroj bilého osvétleni s vysokou
intenzitou pro odrazené i pfenasené svétlo. LED diody udrzuji
stalou barevnou teplotu bez ohledu na intenzitu. LED diody
zajistuji efektivni, dlouhodobé pouZitelné osvétleni idedIni pro
prostredi védecké analyzy material(.

Klasicky objektiv se zvétSenim 50X:
NA: 0,8; WD: 1 mm

Nazev modelu NA WD Nazev modelu NA WD

MPLFLN20X 0,45 | 3,1Tmm MXPLFLN20X 06 |3mm
MPLFLN20XBD 0,45 3mm MXPLFLN20XBD 0,55 | 3mm
MPLFLN50X 0,8 Tmm MXPLFLN50X 0,8 |3mm

MPLFLN50XBD 0,8 Tmm MXPLFLN50XBD 08 |3mm

Korekce stint
Software PRECiV nabizi funkci korekce stinGi, pomoci

které Ize odstranit stiny v oblasti roh(i obrazu. Pfi pouZiti
nastaveni prahovych hodnot intenzity Ize s korekci stind
dosahnout preciznéjsi analyzy.

Polovodic¢ovy wafer (binarizovany obraz)

Stinovani

Korekce stinti zajisti
rovnomérné osviceni
v celém zorném poli.

Oblasti pouziti

Mikroskopie vyuZivajici odrazené svétlo se pouZiva v fadé obord a prdmysld. Uvadime nékteré priklady toho, ¢eho lze pfi pouziti

rliznych metod pozorovani dosahnout.

Tmavé pole / MIX + svétlé pole

Vzor integrovaného obvodu na
polovodi€ovém waferu

Tmavé pole MIX + svétlé pole

Tmavé pole se pouziva k pozorovéni rozptyleného
svétla nebo svétla odrazeného od vzorku. Svétlo se
odrazi pouze od objekt(, které nejsou ploché,

a dokaZe tak upozornit zfetelné na viechny vady.
Kontroly dokazi odhalit i ty nejmensi nedokonalosti.
Tmavé pole je dokonalé pro odhaleni drobnych
Skrabanc(i nebo vad na vzorcich a kontrolu vzorkd
se zrcadlovym povrchem, jako jsou wafry.

Funkce MIX u svétlého/tmavého pole umoZriuje kontrolovat zaroveri
jak vzor integrovaného obvodu, tak barvu wafrd.

Litina s kulickovym grafitem

Diferencialni
interferencni kontrast

Svétlé pole

Diferencidlni interferencni kontrast (DIC) predstavuje
techniku pozorovéni, pfi které je vySka vzorku,

jiz béZné ve svétlém poli nelze urcit, viditelna jako
reliéf (podobné jako u 3D obrazu s vylepSenym
kontrastem). IdedIni pro kontroly vzorkd

s nevyraznymi vySkovymi rozdily, jako jsou
metalurgické struktury a minerdly.

Fluorescence / MIX + tmavé pole

Usazenina fotorezistu na
polovodi¢ovém wafru

Fluorescence MIX + tmavé pole

Tato technika se pouZziva u vzorkd, které jsou po
nasviceni s pouzitim zvI&stni filtrové krychle
voliteIné pro specifické pfipady fluorescen¢ni
(vydavaiji svétlo na jiné vinové délce).Pouziva se
ke kontrole kontaminace polovodicovych wafr(,
zbytk( fotorezistu a detekci trhlin pomoci
fluorescen¢niho barviva.

Funkce MIX u fluorescence / tmavého pole umoZiiuje pozorovat
usazeniny fotorezistu i vzor integrovaného obvodu.

Sericit

Polarizované svétlo

Svétlé pole

Tento postup mikroskopického pozorovani vyuZziva
polarizované svétlo vytvarené sadou filtrd
(analyzatorem a polarizatorem). Charakteristiky
vzorku pfitom pfimo ovliviiuji intenzitu odrazeného
svétla, které systémem prochdzi. Pouzivé se pro
metalurgické struktury (tj. vzor rlstu grafitu na
tvarné litiné), minerdly, LCD a polovoditové materidly.

Pfenasené svétlo / MIX + svétlé pole
LCD barevny filtr

PrenasSené svétlo MIX + svétlé pole

Tato technika pozorovani se pouziva pro prihledné
vzorky, jako jsou LCD, plasty a sklenény material.

Funkce MIX svétlého pole / pfenaeného svétla umozriuje
pozorovani barvy filtru i vzoru obvodu.

Prufez elektrodou

Infracervené (IR)

Pozorovani v infracerveném svétle se pouZiva pro
nedestruktivni pozorovani vad uvnit¥ integrovanych
obvodU a dal3ich elektronickych zafizeni z kfemiku
nebo skla, kterd snadno prenasi infraervenou
vinovou délku svétla.
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Vyberte konfiguraci pro své potreby

Sest navrhovanych konfiguraci BX53M
poskytuje flexibilitu pFi vybéru systému,
ktery nejlépe vyhovuje vasim potfebam.

Obecné pouziti Specialni pouZiti

Zakladni Standard Pokrocilé Fluorescence Infracervené Polarizace

Navrzeno pro infrafervené
pozorovani pfi kontrole
integrovanych obvod

Navrzeno pro pozorovani
dvojlomovych charakteristik

Jednoduché nastaveni se Jednoduché pouziti Podpora fady pokrocilych Idedlni pro
zakladnimi funkcemi s univerzalnimi upgrady jedinecnych funkci fluorescenéni pozorovani

B J K IEPL N — : .
LCD barevny filtr Mikrostruktura s feritickymi zrny Médeény dréat civky Odpor na vzoru integrovaného obvodu *Vzor integrovaného obvodu - vrstveni silikonu
(pfendsené/BF) (odrazené/DF) (BF+DF/MIX) (FL+DF/MIX) IR)"

— o =i

i

I: Standard
: Volitelné prisluSenstvi

OdraZzené nebo odrazené/pfenasené Odrazené PFenasené

“ MIX DF FL

Ram mikroskopu

Metoda pozorovani

R-BF : svétlé pole (odraZené)

T-BF :svétlé pole (odraZené/prenasené) Standard
DF :tmavé pole

DIC :diferencidlni interferencni kontrast / jednoducha polarizace

MIX :SMISENE

FL  :fluorescence

IR :infracervené

POL :polarizace =~ e Volitelné
T-BF Ize poutzit pfi vybé&ru rdmu mikroskopu ,odrazené/prenasené”. DIC DIC MIX DIC MIX DIC - -

prisluSenstvi

R-BF T-BF POL
R _ TBF

Jednoduchy osvétlovac pro rychlou zménu typu analyzy =
Popis clony pro podporu spravného nastaveni AS/FS -

Kédovany hardware pro snadnou obnovu nastavenfi =

Index méfFitka zaostfeni pro rychlé zaostreni

Spravce intenzity svétla pro konzistentni osvétlenf |

Snadné a pohodiné ovladani ruénim prepinacem
Pozorovani MIX pro zviditeInéni neviditelného [ | = =

Objektivy *Podrobnosti naleznete v tabulce specifikaci Vyberte ze 3 sad Urovni objektivu podle oblasti pouZziti Vyberte ze 3 sad Urovni objektivu podle oblasti pouZiti Objektivy pro IR Objektivy pro POL

na strané 25.

Stolek Vyberte si z 5 stolkd podle velikosti vzorkd Vyberte si z 5 stolkll podle velikosti vzorkd Stolek pro POL
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Pfiklad konfiguraci pro védeckou analyzu materialt

Kombinace odrazeného a odrazeného/prenaseného svétla BX53M

V sérii BX3M jsou k dispozici dva typy rdm0 mikroskopu. Jeden pouze pro odrazené svétlo a jeden pro odraZené i prenasené svétlo.
Oba ramy Ize konfigurovat pomoci ruénich, kédovanych nebo motorizovanych soucasti. Ramy disponuji schopnosti ESD pro ochranu

elektronickych vzorkd.

Priklad konfigurace BX53MRF-S

Kombinace BX53M IR

IR objektivy Ize pouZit pro polovodicové kontroly, méfeni

a zpracovani, kde zobrazeni vzoru vyZaduje metodu zobrazeni
pomoci silikonu. K dispozici mate infracervené (IR) objektivy
5X aZz 100X s korekci chromatické aberace od viditelné vinové
délky az po témér infralervené spektrum. Pfi praci s velkym
zvétSenim lze otaCenim korekéniho prstence u fady cocek

LCPLN-IR docilit korekce aberace zplsobené tloustkou vzorku.

Jasny obraz ziskate s jedinym objektivem.

W.D Tloustka | Tloustka Rozligen(*
Objektivy ZvétSeni NA - kryciho skla| silikonu
(mm) (mm) (mm) (um)
5X 0,10 23 0-0,17 — 6,712
-JR*2 ’ ’ g

LMPLN-IR 10X | 030 18 0-0.17 - 2.24°
20X 0,45 83 0-1,2 0-1,2 1,497
LCPLN-IR™ 50X 0,65 4,5 0-1,2 0-1,2 1,037
100X 0,85 1.2 0-0,7 0-1,0 0,79

*1 Rozliseni se urCuje se zcela otevienou aperturni clonou
*2 Omezeno po FN 22, od FN 26.5 nekompatibilni
*3 Pfi pouziti 1100 nm

IR objektivy

-

OLYMPUS

Priklad konfigurace BX53MTRF-S

%%

Bez korekce s korekci

Kombinace polarizovaného svétla BX53M

Optika polarizovaného svétla BX53M poskytuje geologiim
spravné nastroje pro vysoce kontrastni zobrazovani
v polarizovaném svétle. V oborech, jako je identifikace

mineralud, zkoumani optickych vlastnosti krystalt a pozorovani
sekci pevnych hornin, Ize téZit ze stability systému a pfesného

optického zarovnani.

Bertrandova cocka pro konoskopické a ortoskopické

pozorovani

Diky nastavci U-CPA pro
konoskopické pozorovani je
prepinani mezi ortoskopickym
a konoskopickym pozorovanim
jednoduché a rychlé. Lze
zaostfit pro snadnou viditelnost
vzorcd ruseni na zadni
ohniskové roviné. Blok pole
Bertrand umoZiuje dosahnout
vZdy ostrych a jasnych
konoskopickych obraza.

Optika bez napéti

Diky nasi dimysIné konstrukci
a vyrobni technologii sniZuji
beznapétové objektivy
UPLFLN-P vnitfni namahani
na minimum. To znamena
vy3Si hodnotu EF, coz? zajisti
vynikajici kontrast obrazu.

Rada UPLFLN-P

@0

Prisludenstvi pro polarizované svétlo

Beznapétové objektivy UPLFLN-P

f
Konoskopicka / ortoskopicka
konfigurace BX53M

Ortoskopickd konfigurace BX53M

Rozsahla rada kompenzator( a vinovych desek

Pro méfeni dvojlomu v tenkych —

fezech hornin a mineralu je O‘-/ l’

k dispozici pét riiznych

kompenzétord. Uroveri

zpozdéni méreni se pohybuje //
v rozmezi 0 az 20 A. Pro

snadné;jSi méreni a dosazeni

vysokého kontrastu obrazu lze

pouzit kompenzatory Berek a Senarmont, které méni Groven
zpozdéni v celém zorném poli.

Rozsah méreni u kompenzator(

Objektivy NA W.D. Kompenzator Rozsah méreni Oblasti pouziti
UPLFLN 4XP 0,13 17,0 mm ., Mérenf vysoké Urovné zpozdéni
I&?E?B)Bemk ?2/; 1)300 nm (R* >3 ), (krystaly, makromolekuly,
UPLFLN 10XP 0,30 10,0 mm vldkna atd.)
UPLFLN 20XP 0,50 21 mm Berek 0/1640 nm Méreni Urovné zpozdéni (krystaly,
UPLFLN 40XP 0,75 0,51 mm (U-CBE) (3N makromolekuly, zZivé organismy atd.)
UPLFLN 100XOP 1,30 0,2 mm Kompenzétor Senarmont 0/546 nm [\{Ie,renl Urovné zpzzden}v(kr)’/sktaly,
(U-CSE) an Zivé organismy atd.) Zvy3eni kontrastu
PLN-P* obrazu (Zivé organismy atd.)
Objektivy NA W.D. Kompenzator Brace-Koehler 0/20 nm MéFeni kontrastu obrazu
1/30A (U-CBE2) (1/30N) (Zivé organismy atd.)
PLN 4XP 0,10 18,5mm
Kfemenny klin 500/2200 nm Priblizné Mérenfi Urovné zpozdéni
Rada ACHN-P* (U-CWE2) (CON] (krystal, makromolekuly atd.)
Objektivy NA W.D. *R = Urover zpomaleni
Pro presné&jsi méfeni se doporucuje pouzit kompenzatory (mimo modelu U-CWE2) spolu s filtrem rueni 45-1F546
ACHN 10XP 0,25 6,0 mm
ACHN 20XP 0,40 3,0mm
ACHN 40XP 0,65 0,45 mm
ACHN 100XOP 1,25 0,13 mm

* Omezeno po FN 22, od FN 26.5 nekompatibilni

Systém BXFM

Systém BXFM lze prizplsobit specidlnim aplikacim nebo integrovat do jinych pfistroju.

Modularni konstrukce umoziuje jednoduché prizptsobeni jedine¢nym prostredim

a konfiguracim s fadou specialnich malych osvétlovacll a upeviiovacich drzaka.



Modularni konstrukce: Sestavte si mikroskop s ohledem na své jedinecné potreby

Ramy mikroskopu Osvétlovace
Pro odraZené svétlo jsou k dispozici dva ramy mikroskopu; jeden umi Osvétlovac promita svétlo na vzorek na zakladé zvolené metody pozorovani.
rovnéz pracovat s prenaSenym svétlem. K dispozici je adaptér pro Softwarova rozhrani s kddovanymi osvétlovaci umoziuji nacteni polohy
. v v vr vovr o c Lz 1oz s 4
zvednuti osvétlovace pro prFipad vétsich vzorkd. kostky a automatické rozpoznavani metody pozorovani.
:Je mozné | OdraZené svétlo |PfenaSené svétlo| Vy3Ska vzorku
1 BX53MRF-S 0-65 mm
2 BX53MTRF-S 0-35mm
1,3 BX53MRF-S + BX3M-ARMAD 40-105 mm
2,3 BX53MTRF-S + BX3M-ARMAD 40-75 mm

PohodIné dostupné prislusenstvi pro praci s mikroskopem.

- HP-2 Rucni lis
- COVER-018 Protiprachovy kryt
:Je mozné | Kédovana funkce Svételny zdroj BF DF DIC POL IR FL MIX AS/FS
1 BX3M-RLAS-S Poloha pevné kostky (3) LED - vestavéné
LED
s L 2 BX3M-URAS-S Poloha pripojitelné kostky (4) | Halogenové Zarovka
Stojanky pfipoj y g

Rtut/svétlovod

Pro mikroskopicka pozorovani, pfi kterych se vzorek nevejde na stolek, LED

3 BX3M-RLA-S

Ize osvétloval a optiku namontovat na vétsi stativ nebo na jiné zafizeni. Halogenova Zarovka

4 BX3M-KMA-S LED - vestavéné
Konfigurace BXFM + osvétlovat BX53M 5 BX3-ARM Mechanické rameno pro prenasené svétlo
1 BXFM-F Rozhrani ramu je pfipevnéno na 32mm sloupek 6 U-KMAS LED
2| examIH Drzak osvétlovate Halogenova Zirovka
3 L BXFM-ILHSPU Predni pruzina pro BXFM
6 ——SZ-STL Velky stativ

Konfigurace BXFM + osvétlovat U-KMAS Svételné zdroje

1| BXPMF Rozhrani rému je pripevnéno na 32mm sloupek Zdroje svétla a napéjeni pro osvétleni vzorku: zvolte vhodny zdroj svétla
4| [CBXAVILHS Drzak UKMAS podle metody pozorovani.
5 ——SZ-STL Velky stativ
Konfigurace se standardni diodou LED jako zdrojem svétla
1 BX3M-LEDR LED lampova skFifi pro odrazené svétlo
P I_ U-RCV Prevodnik pro tmavé pole pro model BX3M-URAS-S, potfebny pro
pozorovéni v tmavém poli
3 — BX3M-PSLED Zdroj napajeni pro LED lampovou skfifi, vyZaduje systém BXFM
4 BX3M-LEDT LED lampova skFifi pro prochézejici svétlo
Tubusy : pro P

Konfigurace s fluorescenci jako zdrojem svétla

Pro mikroskopické zobrazovani okulary nebo pro pozorovani kamerou vyberte

, , J . L7, 5 -LLGAD Adaptér svétlovodu
tubusy podle typu zobrazeni a také polohy operatora, béhem pozorovani. B o . .
P U-RCV Prevodnik pro tmavé pole pro model BX3M-URAS-S, potfebny pro
pozorovéni v tmavém poli
Podet 6 “—U-LLG150 Svétlovod, délka:1,5 m (4,9 stopy)
FN Typ Typ Ghlu Obraz mechanismd i_
pro Upravu U-LGPS Svételny zdroj pro fluorescenci
dioptril 8,9 | U-LH100HG(HGAPO) Skfifi rtutové vybojky pro fluorescenci
1 U-TR30-2 22 Trinokularni Pevny Obréceny 1 ) U-RCY PFevodnik pro tmavé pole pro model BX3M-URAS-S, potiebny pro
2 U-TR30IR 22 Trinokularni proTR | Pevny Obraceny 1 pozorovani v tmavém poli
3 U-ETR-4 22 Trinokularni Pevny Vzpfimeny — 10 —_U-RFLT Zdroj napajeni pro 100W vybojku
4 |UTIR2 2 Trinokularni Nakldpéci | Obraceny - Konfigurace s halogenovou Zrovkou a halogenovou IR Zérovkou jako zdrojem svétla
5 | USWTR3 265 | Trinokuldrni Pevny Obréceny = 11 | y-LH100IR Skiift halogenové Zérovky pro IR
6 U-SWETTR-5 265 Trinokuldrni Naklapéci Vzpfimeny - 12 U-RMT ProdluZovaci kabel pro skFifi halogenové Zérovky s délkou kabelu 1,7 m
7 U-TLU 22 Jeden port — — — (5,6 stopy) (dle potFeby pouZiti prodluzovaciho kabelu)
8 U-SWATLU 26,5 Jeden port — — —

13,14 —}'H4-1 00 (200) 100V (200V) zvlastni zdroj napajeni pro 100W/50W halogenové Zarovky

L

Rucni prepinac intenzity svétla halogenové Zarovky

15 (stmivac TH4-100 (200) bez ru¢niho prepinace)

TH4-HS
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Hlavice objektiv

Nastavec pro objektivy a posuvniky. Vybirejte podle potfebného poctu
objektiv( a jejich typ(; také s nastavcem pro posuvniky nebo bez néj.

:Je mozné | Typ Otvory| BF | DF | DIC | MIX | ESD 5;5:;52"/‘;2"'”0
1 P4RE Rucni 4 4
2 U-5RE-2 Rucni 5
3 U-5RES-ESD Kédovany 5
4 U-D6RE Rucni 6
5 U-D6RES Kédovany 6
6 U-D5BDREMC Motorizovany| 5
7 U-D6BDRE Rucni 6
8 U-D5BDRES-ESD Kédovany 5
9 U-D6BDRES-S Kédovany 6
10 U-D6REMC Motorizovany| 6
11 U-D6BDREMC Motorizovany 6
12 U-D5BDREMC-VA Motorizovany 5
Posuvniky

Vyberte posuvnik pro doplnéni tradi¢niho pozorovani na svétlém poli.
Posuvnik DIC poskytuje topografické informace o vzorku s moznosti

zvySeni kontrastu nebo rozliSeni. Posuvnik MIX pFinasi flexibilitu v oblasti
osvétleni diky segmentovanému zdroji svétla s diodou LED na draze
tmavého pole.

Posuvnik DIC

Typ

Objem ofiznuti Dostupné objektivy

U-DICR Standard

MPLFLN*, MPLFLN-BD™, LMPLFLN,
Stredni LMPLFLN-BD, MXPLFLN, MXPLFLN-BD,
MPLAPON, LCPLFLN-LCD

Posuvnik MIX

Dostupné objektivy

2

[ U-MxR-2

MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD, MPLN-BD,MXPLFLN-BD

Kabel

‘ U-MIXRCBL™

‘ Kabel U-MIXR, délka kabelu: 0,5 m (1,6 stopy)

*1,25X a 2,5X nejsou k dispozici. **2,5X neni k dispozici. ***Pouze MIXR

Ridici jednotky a ru¢ni pfepinace
Ridici jednotky k propojeni hardwaru mikroskopu s poitacem a ruéni
prepinace pro indikaci a ovladani hardwaru.

Konfigurace BX3M-CB (CBFM)

1 BX3M-CB Ridici jednotka pro systém BX53M
2 BX3M-CBFM Ridici jednotka pro systém BXFM
3 L BX3M-HS Ovlédénl’ pozorovani MIX, indikétm" kédovaného hqrdwaru,
tlacitko s programovatelnou funkci softwaru (PRECiV)
4 — BX3M-HSRE Rotace motorizované hlavice
Kabel
- BX3M-RMCBL Kabel motorizované hlavice, délka kabelu: 0,2 m (0,7 stopy)

Stolky

Stolky a desky stolku pro umisténi vzorku. Vybirejte na zakladé tvaru
a velikosti vzorku.

Konfigurace stolku 150 mm x 100 mm

1 -SIC64 Plochy stolek 150 mm x 100 mm

2 I—U-SHG (T) Rukojet ze silikonové pryZe pro snadnéjsi manipulaci (silny typ)
3 —U-SP64 Deska stolku pro U-SIC64

4 —U-WHP64 Deska pro wafer U-SIC64

5 |~ BH2-WHR43 Drz4k waferu pro 4-3 palce

6 —BH2-WHR65 Drzak waferu pro 6-5 palce

7 —U-SPG64 Sklenénd deska pro U-SIC64

Konfigurace stolku 100 mm x

100 mm

8 -SICR2 Stolek s rukojeti vpravo, 105 mm x 100 mm
9 —U-MSSP4 Deska stolku pro U-SIC4R2

10 [~ Y-WHP2 Deska pro wafer U-SIC4R2

5 L BH2-WHR43 Drzék waferu pro 4-3 palce

11 —U-MSSPG Sklenénd deska pro U-SIC4R2

Konfigurace stolku 76 mm x 52 mm

12 -SVRM Stolek s rukojeti vpravo, 76 mm x 52 mm
2 I_U-SHG (T) Rukojet ze silikonové pryzZe pro snadnéjsi manipulaci (silny typ)
13 —U-MSSP Deska stolku pro for U-SVR M
14,15 | [TU-HR(L)D-4 Tenky drzak vzorku pro pravy (levy) otvor
16,17 | “U-HR(L DT-4 Drzék silnych \./zorkuwpr,o pravy (levy) otvor, pro pfitlaceni skla na plochu
stolku, pokud je obtizné vzorek zvednout
Jiné
18 U-SRG2 Otocny stolek
19 U-SRP Otocny stolek pro POL, otoceni po 45 stupnich z libovolné polohy
20 L U-FMP Mechanicky stolek pro U-SRP/U-SRG2
Adaptéry kamery

Adaptéry pro pozorovani s kamerou. Volitelné z poZzadovaného zorného
pole a zvétSeni. Skutecny rozsah pozorovani Ize vypocitat podle tohoto
vzorce: skutecné zorné pole (Uhlopfitka v mm) = zorné pole (Cislo pohledu)

+ zvétSeni objektivu.
Nastaveni Oblast obrazu CCD (¢islo pole)
Zvétseni vystiedéni (mm)
(mm) 2/3palce | 1/1,8 palce | 1/2 palce
U-TV1X-2

1| lcmabs 1 - 10,7 88 8
2 U-TVIXC 1 22 10,7 8,8 8
3 U-TV0.63XC 0,63 — 17 14 12,7
4 U-TV0.5XC-3 0,5 — 21,4 17,6 16
5 U-TV0.35XC-2 0,35 — — — 22

Informace o digitalnich kamerach najdete na nasich webovych strankach na adrese
http://www.olympus-ims.com/en/microscope/dc/

Okulary

Okular pro pozorovani pfimo v mikroskopu. Vybirejte s ochledem na
pozadované zorné pole.

:Je mozné ("F]’;‘n) ME;:]:\/TJSJT:;EFO Integrovany nitkovy kFiz
1 WHN10X 22
2 WHN10X-H 22
3 CROSS WHN10X 22
4 SWH10X-H 26,5
5 CROSS SWH10X 26,5
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Optické filtry

Optické filtry prevadéji expozi¢ni svétlo na rizné typy osvétleni.
Zvolte vhodny filtr podle poZadavk( pro pozorovani.

Objektivy UIS2

Objektivy slouZi ke zvétSeni vzorku. Zvolte objektiv, ktery vyhovuje
pracovni vzdalenosti, rozliSovaci schopnosti a pouZzité metodé pozorovani.

BF, DF, FL
- W.D Tloustka Rozligeni™
1,2 U-25ND25, 6 Sedy filtr (neutralni), propustnost 25 %, 6 % Objektivy ZvétSeni NA (m'm.) kryciho skla* oa:sr,:)nl
3 U-25LBD Filtr barev denniho svétla (mm)
4 U-25LBA Filtr barev halogenové Zarovk: 1 50X 0,95 035 0 0.35
g Y MPLAPON 2 100X 0,95 0,35 0 0,35
5 U-25IF550 Zeleny filtr
3 20X 0,6 3 0 0,56
6 U-25L42 Filtr s ofiznutim UV oblasti MXPLFLN 4 50X 038 3 0 0.42
7 |U-25v48 Zuuty filt 5 125%%5% | 0,04 35 0/0,17 8,39
8 U-25FR Difazni matny filtr (poZadovano pro model BX3M-URAS-S) 6 2,5X’ 0,08 10,7 0/0,17 4,19
7 5X 0,15 20,0 0/0,17 2,24
8 10X 0,30 11,0 0/0,17 112
POL, DIC R MPLFLN 9 20X 0.45 3,1 0 075
9 U-AN-2 Neménny smér polarizace 14 U-AN360IR Smérem polarizace IR Ize natacet (sniZuje halaci pfi IR pozorovani 10 40X 0,75 0,63 0 0,45
¥ . ix v kombinaci s modelem U-AN360IR a U-POIR) 1 50X 0,80 1,0 0 0,42
10 U-AN360-3 Smérem polarizace Ize natécet. 12 100X 0,90 10 0 037
< . . . iy 15 U-POIR Pevny IR polarizat ! ! !
1 U-AN360P-2 Smér polarizace vysoké kvality Ize natacet. evny R polarizator 13 20X 025 25 0/0.17 134
s . 16 U-BP1100IR Pasmova propust: 1100 nm ! ¢ !
12 U-PO3 Neménny smér polarizace SLMPLN 14 50X 0,35 18 0 0,96
17 U-BP1200IR P4 a t: 1200 15 100X 0,60 7,6 0 0,56
13 | 451F546 Zeleny filtr (¢ 45 mm) POL asmova propus nm
16
ing FanAZand cve 5% 013 22,5 0/0,17 2,58
Jiné Prenasené svétlo 17 g ' ! g
- — — — — 18 10X 0,25 21,0 0/0,17 1,34
20 ‘ U-25 ‘ Prazdny filtr, k pouZiti s uZivatelskymi filtry (8 25 mm) 18 431IF550-W45 Zeleny filtr (2 45 mm) LMPLFLN 19 20X 0,40 12,0 0 0,84
oy e 50X 0,50 10,6 0 0,67
19 U-POT Polariza¢ni filtr 20 100X 0,80 34 0 0,42
® AN a PO nejsou pfi pouziti BX3M-RLAS-S a U-FDICR zapotiebi
21 5X 0,10 20,0 0/0,17 3,36
Kondenzory 22 10X 0,25 10,6 0/0,17 1,34
L _ . o MPLN'S 23 20X 0,40 13 0 0,84
Kondenzory shromaZzduji a zaostfuji prochazejici svétlo. Pro pozorovani 24 50X 0,75 0,38 0 0,45
vz v 25 100X 0,90 0,21 0 0,37
v proSlém svétle.
26 20X 0,45 8,3/7,4 0/1,2 0,75
1 U-AC2 Abbeho kondenzor (k dispozici pro objektivy se zvétsenim 5X a vétsim) LCPLFLN/LCD % 138§ ggg ?g%; g;g; ggg
2 U-sC3 Vyklopny kondenzor (k dispozici pro objektivy se zvétSenim 1,25X a vét3im)
MXPLFLN-BD 29 20X 0,55 3 0 0,61
3 U-LWCD Kondenzor s dlouhou pracovni vzdalenosti pro sklenéné desky - 30 50X 0,80 3 0 0,42
(U-MSSPG, U-SPG64)
B B 31 2,5X 0,08 8,7 - 4,19
4 U-POC-2 Vyklopny kondenzor pro POL 32 5X 0,15 12,0 0/0,17 224
33 10X 0,30 6,5 0/0,17 1,12
MPLFLN/BD*? 34 20X 0,45 3,0 0 0,75
35 50X 0,80 1.0 0 0,42
36 100X 0,90 1.0 0 0,37
37 150X 0,90 1.0 0 0,37
*1 Pedepsany olej: IMMOIL-F30CC/IMMOIL-8CC/IMMOIL-500CC/IMMOIL-F30CC
s . 38 5X 0,15 12,0 0/0,17 2,24 *2 Objektiv MPLFLN40X neni kompatibilni s diferencialnf interferenéni
Zrcadlové jednotky 29 x| 02 65 0/0,17 134 ontrastni mikoskopi
L. . MPLFLN/BDP™ i? ggi g'ég ?'8 g g'ig *3 0: Pro pozorovani vzorki bez kryciho skla
Zrcadlova Jednotka prO BX3M-U RAS'S. Vyberte Jednotku S Ohledem na 2 100X 0'90 'I’O 0 0'37 *4 Rozlideni se urluje se zcela otevienou aperturni clonou
poiadova né pozorovénl' ! ! ! *5 Omezeno po FN 22, od FN 26.5 nedochazi ke spInéni norem
’ 43 5X 0,13 15,0 0/0,17 2,58 *6 PFi pouziti MPLFLN1.25X a 2.5X doporu¢ujeme pouzivat analyzator a polarizator
X4 X0 . y 44 10X 0,25 10,0 0/0,17 1,34 *7 BD: Objektivy pro svétlé pole/tmavé pole
1 -FBF P | | litelny ND fil «
u ro sveé pole, oddélitelny e LMPLFLN/BD" 22 ég; 8:‘518 13'2 g 8'2‘71 *8 PFi pouziti objektivli fady MPLN-BD se zdroji svétla o vysoké intenzité (jako napf:
2 U-FDF Pro tmavé pole G i g yboj 4 své 6 iz 4 irné vinétaci
P 47 100X 0,80 33 0 0.42 vybojky a xenonova svétla pro tmavé pole) miize dochazet k mirné vinétaci
3 U-FDICR Pro POL, zkfiZena poloha nikolu je fixni
48 5X 0,10 12,0 0/0,17 3,36
4 U-FBFL Pro svétlé pole, vestavény ND filtr (je nutné pouZit jak svétlé pole*, tak fluorescenci) 49 10X 025 6.5 0/0.17 134
5 | U-FWUS Pro Ultra Violet-FL: BP330-385 BA420 DM400 MPLN/BD™7*® 50 20X 0,40 13 0 0,84
51 50X 0,75 0,38 0 0,45
6 U-FWBS Pro Blue-FL: BP460-490 BA520IF DM500 52 100X 0,90 0,21 0 0,37
7 | U-FWGS Pro Green-FL: BP510-550 BA590 DM570 MPLAPON2 100X0il" 1.45 01 0 023
8 U-FF Prazdné zrcadlové jednotka
* Pouze pro koaxialni episkopické osvétleni VySVétIenl’ Zkratek u Objektlvﬁ
Prokladové trubice MPL®an) FLN10O0 BD
o 7 ~7 v s o 7 s e 7 . L
Ruzné typy prlslusenstw proruzne ucely. Pro pOUZItI mezi tubusem ‘ ‘ ‘ ‘ |
a osvétlovaCem. M: Metalurgicky (bez krytu) PL: Rovina/ Nic:  Achromaticky/ Cislo: Nic:  Svétlé pole
. MX:  Velkd numericka apertura Oprava zakriveni Oprava aberace ve dvou vinovych délkach Zvétseni objektivu BD:  Svétlé pole / tmavé pole
1 U-CA M&ni¢ zvétdeni (1x, 1,25x, 1,6x, 2x) a pracovni vzdalenost pri pole modré a Cervené BDP: Svétlé/tmavé pole/
- T . - = metalurgickém vyuziti periferie roviny FL: Polochromaticky/ polarizace
2 U-TRU Trinokularni prokladova jednotka .; LM:  Velka pracovni vzdalenost obrazu Oprava chromatické aberace IR: IR
= pri metalurgickém vyuZiti ve viditelném rozsahu (fialova az cervend) LCD: LCD
@ SLM:  Extra velkd pracovni vzdélenost APO: Apochromaticky/
" | pri metalurgickém vyuziti Optimalni oprava chromatické aberace
V \ o LC: Pozorovani skrze substrat ve viditelném pasmu (fialova az ¢ervena)
1
2




Schéma systému BX53M (pro kombinaci odraZzeného a odrazeného/prenaseného svétla)

U-LLG150

@ Digital cameras | . .
1 Control hox and cable connection diagram T
@) U-CMAD3+U-TVIX-2 U-TVO.5XC-3 | Motorized nosepiece MIX siider for
U-TVIXC U-TV0.35XC-2 I U-DGREMC reflected light
U-TV0.63XC ! U-DSBDREMC observation
| U-D6BDREMC U-MIXR-2
= | U-D5BDREMC-VA
I - 1 I
: Tubes and eyep'eces *% Wide-field * Super-wide-field * Eyepieces * Eyepieces | | E] %O e—
H //5\ trinocular tube Q. trinocular tube Single tube WHN10X SWH10X-H ' . G
| =] U-TR30-2 U-SWTR-3 U-TLU WHN10X-H CROSS | | Coded nosepiece Coded llluminator Reflected LED Cable for Cable for
! U-ETR-4 U-SWETTR-5 U-SWATLU CROSS SWH10X 1 I U-5RES-ESD BX3M-RLAS-S lamp housing motorized nosepiece U-MIXR
: U-TTR-2 WHN10X : : U-D5BDRES-ESD BX3M-URAS-S BX3M-LEDR BX3M-RMCBL U-MIXRCBL
I o ———— oo ) T~ _ - | | U-D6RES
| U-D6BDRES-S
__________________________________________________________________________________________________________________________ H
| R ! I
1
' Intermediate tubes - =3 bigital cameras | ‘ PC with PRECIV
i Magnification Eye point 9 | ! S
N | M |0 oftware
| ﬁ changer Q adjuster ! h d ®
| U-CA U-EPA2 ﬂli Trinocular camera adaptor 1 1 H ‘A
! — U-TRU + Camera adaptors ! | i " OR
|
| ! | Control box
| Frame BX3M-CB + Power supply cable* t =
; l | BX53MRF-S Standalone
I ' i BX53MTRF-S + connection kit
i | ; Power supply cable* DP2-A0OU
1
| | [l
. | ‘ (:]
| | |
i : ] |[cIeNEe ] |(SICNT ] [©s ] ! | Transmitted LED ’
Reflected Coded Reflected light Coded universal ) N ) |
! A Rotatabl Pol lid ND filt Filt | | lamp housing Hand switch Hand switch
| LED light for BF | reflected for BF/DF reflected light otatable olanzer slider iiters liters i ) BX3M-LEDT BX3M-HS for motorized
I BX3M-KMA-S | LED light BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S analyzer for reflected U-25ND25  U-25LBD | | nosepiece
| for BF/DF/POL U-AN360-3  light U-25NDE  U-25LBA i ! “This is a local ftem. BX3M-HSRE
i BX3M-RLAS-S U-PO3 U-25IF550 I L T .
1 U-25L42 '
! [z} i U-25Y48 L.
U-25FR ! ! . " .
| LED light Mirtor units u-25 ! 1 Stand-alone light manager configuration
| source U-FF U-FDICR 1 | N N N
i BX3M-LEDR U-FBF U-FWBS | l Reflected light or transmitted light N I
i U-FDF U-FWGS ! | LIM function for magnification
e
! U-FBFL U-FWUS | 5 | . _“ ! |
| H 1 i *‘ H Coded nosepiece | | |
| ! ! ! | : W U-5RES-ESD | ! !
! -D5BDRES-ESD !
! @ [1==) I i ! i ' U-D:RE S-ES | | Manual lluminator :
| l | | U S | |
| | ! | | I U-DGBDRES-S ! | BX3M-KMA-S !
: LED light Mercury light source Light guide source | | } | | e _____ | : !
i source U-LH100HGAPO + U-LLGAD + U-LLG150 ! ! | [ | e e :
1 BX3M-LEDR U-RFL-T +U-LGPS H 1 I 5 I OR
: Option: U-LH100HG + U-RFL-T Option: | | } | | -: e y
U-RCV*? Option: U-RCV*2 ! ! ! !
! | ! |
| U-RCV~ : l ! | R\ — ! | 1
! i . : BX53M frame for ! | Motorized nosepiece Cable for ! : |
| ! ! reflected light 1 ! P . | Manual llluminator Reflected LED lamp housing !
! ! | | 1 U-D6REMC motorized 1 H
! | BX53MRF-S ! | U-DSBDREMC nosepiece [ | BX3M-RLA-S BX3M-LEDR |
- = I
; - i ! } ! ! U-D6BDREMC BX3M-RMCBL | . |
! Nosepieces Obiecti . i i ! i | U-D5BDREMC-VA '
I 1
! ° ° ° oo '?ct"’es and s"de.'s ° ° : T it o T ‘ | T T !
' = = = By ! | R ! g |
1 L 2ol ;) |
1 y \ I ; - | - 6 i !
For BF For BF with For BF/DF For BF/DF Motorized BD BF =l 53 =l = | 1 1 Hand switch for 1 !
| U-5RE-2 slider slot with slider slot revolving nosepiece with objectives _ O X ) {3 : ! } ! ! motorized nosepice Control box } ! .
| U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE vacuum function DIC sliders MIX slider DIC sliders DIC sliders | : | : : BX3M-HSRE BX3M-CB | : i
i U-D6RES U-D5BDREMC U-D5BDREMC-VA U-DICR U-MIXR-2 | U-DICR U-DICR ' | ! | b ____ ! \ - |
| U-D6REMC U-D5BDRES-ESD [ ] =] =] | : | : : Coded llluminator 1
: U-D6BDRES-S BD-M-AD BD-M-AD : H : E i ' BX3M-RLAS-S i
U-D6BDREMC BF/DF BF BF BF/DF BF | | . !
i D bjecti bjectit bjecti D bjecti objectives i ! : ! No LIM function
| ! |
| | 1 ' ! M ! .
| ! | W lanual nosepiece ; 1
‘ I BXGaM ! U-P4RE i |
| rame for Transmitted LED |
\ 1 } reflected/transmitted light lamp housing | U-5RE-2 : ;
1 Frames ) ! | BX53MTRF-S BX3M-LEDT ' U-D6RE I - !
! Height adaptor i | ! U-5BDRE 1 Coded llluminator Reflected LED lamp housing 1
\ g BX3M-ARMAD | I . U-D6BDRE | BX3M-URAS-S BX3M-LEDR !
I ! I
: | o ____ 1 ielelelelelaleintntniaiaiaiaiaiaiaiuiniininiainiaiaieie '
I
| Controller for BX3M e - -~ - -~~~ ~—"“'“+“+\ "S-~ _—_—_—_—_.
1
: 5 BX53M frame for BX53M framefor [ O T el
\ reflected light q reflected/transmitted light ! . . .
i BX53MRF-S (| BxssmTRF-s ' MIX observation configuration
: Option: Option: Control box \ y " -
H HP-2* - HP-2*2 BX3M-CB l Frame, control box and hand switch Nosepiece and slider
| COVER-018" COVER-018" : 777777777777777777777777777777 S | e ____ -
i [H) Transmitted =} 1 : : : :
| LED lamp housing Hand switch  Standalone PC with PRECiV \ ! ! @ % BF/DF with slider slot |
| BX3M-LEDT BX3M-HSRE connection kit Software | | { | U-D6BDRE !
| BX3M-HS  DP2-AOU | | [ | U-DSBDRES-ESD [
1 - | -
| | |
i Controller for BX3M i | ! , U-D6BDRES-S !
i ! I Control box 1 i U-D5BDREMC !
e | ! BX3M-CB | ! U-D6BDREMC |
! I Frame | ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - | ' BX53MRF-S | ! |
| h I | - | B
| ! | BX53MTRF-S ! | !
! Stages i \ ! | ! M siider for Cable for U-MIXR |
H ;S i I i ) ! | reflected light observation ~ U-MIXRCBL !
: Rotatabl Mechanical right Right hand control Right hand control 150 mm x 100 mm stage ! : ! Hand switch | ! U-MIXR-2 |
\ stoa aea e hand control stage large-size stage J U-SIC64 : | 1 BX3M-HS ! 1 !
i U-SgRGZ U-SVRM U-SIC4R2 Option: U-SHG U-SHGT*? | : | : i :
I ion: U-! - *2
! U-sRp Option: U-SHG/U-SHGT ! 1 ! ! ! :
1 1 I 1 | H
: E @ : : | : | :
I
| i :
! EEB Stage plate Plate Stage glass Stage plate Wafer holder plate Stage glass plate !
\ Sy U-MSSP4 U-WHP2 plate U-SP64 U-WHP64 U-SPG64*! !
| Mechanical Stage plate Specimen S U-MSSPG*! ST | :
1 echanical
i stage U-MSSP holders (@) @Q) \é\/sf:fvcﬂg%male : |
| - U-HLD-4*1 INE NG 3 |
i U-FMP BH2-WHR65 | !
H U-HLDT-4* Wafer holder plate | :
i ﬂ-:gg_—ﬁl , BH2-WHR43 ! !
| -] - 1 |
1
e i }
T T B T T T T T T TP : Mercury light source [l Power supply unit for mercury lamp
! X U-LH100HGAPO*? == U-RFL-T + Power supply cable*
1 Condensers Gondenser Long working i i U-LH100HG*
: U-AC2*' U-SC3*! distance condenser ' !
! U-POC-2+1 U-LWCD*! ' |
! 1 I
|
1 Filter (@45) : : . =@um:m - .
: U-POT*!  43IF550-W45*1 | 1 Light guide source L;quld light guide
| 45-1IF546*1 : : U-LLGAD m
|
I

*1 For transmitted light combination only
*2 Please select as necessary

*1 This is a local item.

*2 Bulbs are required for these light sources.
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Schéma systému BXFM

E= Digital cameras

U-CMADS + U-TV1X-2  U-TVO0.5X
U-TVIXC U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC

i
I
I
i
I
I
C-3 |
I
I
I
|

Tubes and eyepieces

ol O

I

I

I

I

|

I

Wide-field trinocular tube Super-wide-field trinocular tube Single tube |
U-TR30-2 U-SWTR-3 U-TLU |
U-ETR-4 U-SWETTR-5 !
U-TTR-2 !
|

* Eyepieces * Eyepieces |

WHN10X SWH10X-H !

WHN10X-H |

CROSS SWH10X i

WHN10X |

|

Intermediate tubes

Reflected

BX3M-KMA-S

Nosepieces

For BF For BF with

U-5RE-2 slider slot

U-5RES-ESD | U-D6RE
U-D6RES
U-D6REMC

° =9 T oG

= o3

Magnification
changer
U-CA

Coded reflected Reflected light
ED light for BF/DF

for BF/DF/POL BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S U-KMAS
BX3M-RLAS-S
[u: i} a
LED light Mirror units LED light
U-FF  U-FDICR source

source
BX3M-LEDR

@ {A (i

aDigilal cameras

Eyepoint

adjuster

Ve 0

Trinocular camera adaptor
U-TRU + Camera adaptors

Coded universal

Reflected light
reflected light for BF

U-FBF U-FWBS
U-FDF U-FWGS
U-FBFL y-Fwus

BX3M-LEDR

Power supply LED light Mercury light Light guide Power supply
for LED source source source for LED
BX3M-PSLED BX3M-LEDR U-LH100HGAPO + U-LLGAD + BX3M-PSLED
Option: U-RFL-T U-LLG150
U-RCV* U-LH100HG + +U-LGPS
U-RFL-T Option:
Option: U-RCV**
U-RCV*
Power supply
for LED
BX3M-PSLED
lluminator holder for BXFM lluminator
BX3M-ILH holder BXFM
Option: BXFM-ILHSPU*2 BXFM-ILHS
[ ] [ ] [ ]
©5 3
Rotatable Polarizer ND filters Filters
analyzer slider for U-25ND25  U-25LBD
U-AN360-3  reflected light ~ U-25ND6  U-25LBA
U-PO3 U-25IF550
U-25L42
U-25Y48
U-25FR
uU-25

Objectives and sl
° [ ]
For BF/DF For BF/DF
with slider slot Motorized BD
U-D6BDRE revolving BF
U-D5BDREMC nosepiece with objectives
U-D5BDRES-ESD | vacuum function
U-D6BDRES-S | D5BDREMC-VA
U-D6BDREMC °
BD-

D BF_IDF_ DBF

iders
° °
3 R S 3
U-DICR | U-MIXR-2 U-DICR | U-DICR
=
-M-AD BD-M-AD

o O5F [0 BF/DF, osr .

BXFM frame
BXFM-F BXFM control box
BX3M-CBFM

Controller

for BXFM @

Control box for
coded function
U-CBS

Stand
SZ-STL

Controller for BXFM

Hand switch ~ Standalone PC with PRECiV
BX3M-HSRE connection kit - Software
BX3M-HS DP2-AOU

e

Standalone PC with PRECiV
connection kit Software
DP2-AOU

*1 Please select as necessary

Control box and cable connection diagram

b = 0 OER

Motorized nosepiece MIX slider for

Coded nosepiece

U-D6REMC reflected light
U-5RES-ESD U-D5BDREMC observation
g-gggggEs-ESD U-D6BDREMC U-MIXR-2
U-D7RES U-DSBDREMC-VA
U-D6BDRES-S

Extension cable Extension

for motorized cable for

nosepiece U-MIXR

BX3M-RMCBL U-MIXRCBL

PC with PRECIV Software

Control box for
coded function
U-CBS +
Power supply
cable*

BXFM control box
BX3M-CBFM + Power supply cable*

Standalone

connection kit Hand switch
DP2-AOU Hand switch for motorized
BX3M-HS nosepiece
BX3M-HSRE

DP2-AOU is available only with either the coded system or
the motorized system, but not with both.

*This is a local item.

MIX observation configuration

1 1
1 1
1 1
1 1
! Frame, control box and hand switch '
| e ettt tind 1
b oo
1 | | 1
o |
b oo
b oo
| ' _B | ! H
1 1
1 ' BXFM control box Hand switch 1 1
| ! BX3M-CBFM BX3M-HS H !
1
1 1
1 1
| e ! !
1 1
1 1
1 1
! Nosepiece and slider i
| e o 1
H | i
| [ ] .

| BB  BF/DF vith sider siot for DIGMIX i 1
i ' U-D6BDRE U-DSBDREMC ! !
i ' U-D5BDRES-ESD U-D6BDREMC ! !
! | U-D6BDRES-S H i
H 1 | i
H ! | i
! ! [EC R e—a ' i
\ 1 MIX slider for Extension cable for I i
| : reflected light observation U-MIXR I |
i i U-MIXR-2 U-MIXRMCBL ! !
1

| L | 1
h |
1 1

@ Mercury light source

U-LH100HGAPO™

Power supply unit for mercury lamp
U-RFL-T + Power supply cable™'

U-LH100HG*
Light guide source Liquid light guide (1.5 m) Light source
U-LLGAD U-LLG150 U-LGPS™ +

Power supply cable"!

(|

LED light source
BX3M-LEDR

Power supply for LED
BX3M-PSLED + Power supply cable*'

"1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.

Schéma systému BX53M

(pro IR pozorovani)

u-
LT _______ |
I sy 7
1 Tubes and eyepieces |
1 * @ wenox cross | |
| o . |
: Lrir%?é:;‘lagube for IR WHN10X-H WHN10X i
L -
Illumination

2

T

Reflected light
for BF

Reflected light Coded universal

for BF/DF reflected light
BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S U-KMAS*
Mirror units
-FBF

Halogen light m m Halogen light
for IR for IR
ﬁ)_fﬁ?o%rm + Rotatable Reflected Eo_tll_rﬁio?)rm +
" analyzer polarizer »
gs:o:‘fm’ 200 slider for IR siider for IR gm):m' 200
U-RMT/TH4-HS* U'AE%O'R U-POIR U-RMT/TH4-HS*

ND filters Band path Filters
U-25ND25 filtersfor IR U-25
U-25ND6 U-BP1100IR

Q T d

U-BP1200IR
I U e
' Nosepieces . Objectives = i
°
: For IR For IR |
i U-5RE-2 &= BD-M-AD U-5RE-2 I
! U-5RES-ESD U-5RES-ESD !
| U-DERE O IR objectives u-o |
1 I

B T | Qs

Height adaptor llluminator holder lluminator holder
BX3M-ARMAD for BXFM BXFI
BX3M-ILH*! BXFM-ILHS*!

Option:
BXFM-ILHSPU*

BX53M frame

for reflected light BXFM-F*!
BX53MRF-S

Option:

HP-2+2

COVER-018*2

Controller for BX53M

i
i
|
|
l
|
|
l
i
|
|
i
|
|
|
i
|

BXFM frame |
i
i
|
|
i
|
|
l

Controller for BXFM |

|
|
i
|
|
i
i
|

Stand
SZ-STL*!

P _________________________________________\
'Stages |

I
I I
| I
[ i e I
I
' Rotatable |
| stage ) |
| U-SRG2 Mechanical right Right hand control Right hand control h
| U-SRP hand control stage large-size stage 150mm x 100mm stage |
| U-SVRM U-SIC4R2 u-sicea |
| Option: Option: U-SHG*2 |
! U-SHG*2 U-SHGT*2 I
! U-SHGT* !
! |
! |
| (D EF I N
I E - |
! Mechanical stage Stage plate St |
H - _ age plate Plate Stage plate | Wafer
| U-FmP U-Mssp U-MSSP4 U-WHP2  U-SP64 holder plate |
| o U-WHP64 |
, > 9 !
| @ ()
! © (&) !
| Wafer holder plate Wafer |
! BH2-WHR43 holder plate |
! BH2-WHR43 |
! BH2-WHRE5 |
| |

Illumination and cable connection diagram

Halogen light % =

source for IR Extension cord External light source Hand switch
U-LH100IR*2 U-RMT TH4 + TH4-HS
Power supply cable*

"1 This is a local item
2 The bulb is required for this light source.

Controller for Controller
BX53M for BXFM Q E
BXFM control box —_—
BX3M-CBFM Hand switch ~ PC with
Control box BX3M-HSRE PRECIV Software
BX3M-CB BX3M-HS
Hand switch ~ PC with
BX3M-HSRE ~ PRECIV Software =
BX3M-HS o [l
=
BXFM control box for PC with
coded function PRECIV Software
U-CBS

*1 For BXFM system only
*2 Please select as necessary

Schéma systému BX53M

(pro polarizované pozorovani)

|Camera adaptors 3 bigital cameras

U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC

|

I
! i
! i
! |
| U-CMAD3 + U-TV1X-2 U-TV0.5XC-3 :
| U-TViXC |
! |
! i
! i
! |

. i -
' Tubes and eyepieces i
I
| I
| Wide-field
| rinocular tube [ Sige tube | %, Eyepieces | |
! U-TR30-2 U-TLU WHN10X |
! U-TTR-2 WHN10X-H | |
| CROSS I
I WHN1OX | |
| I
- -

i

l

l

I

| u Attachment for [ ]

! orthoscopic q

| % Observation I — ar_%:)sﬁop\c observation
1 U-OPA

l
I
|

I
l
i
|
Attachment for conoscopic and |
i
|
|
l
i
|
|

Standard arm

BX3-A

Rotatable analyzer
U-AN360P-2

i 1
'Nosepieces !
| I
I I
! o T !
! Objectives |
| For POL with ° |
| centering holes |
1 U-P4RE |
I I
| POL !
: objectives :

Compensators

U-CWE2
U-CSE

i 5
! i
I
| |
) U-TP530 U-CTB |
: @ U-TP137 U-CBE !
|
! i
! i
! |
! |

(3 eignt adaptor
BX3M-ARMAD

] BX53M frame for
A reflected/transmitted light
BX53MTRF-S

COVER-018*

lamp housing Controller for BX3M

BXSM-LEDT i Control box
4 BX3M-CB

Controller for
BX3M

Hand switch Standalone PC with
BX3M-HS  connection kit PRECIV Software
DP2-AOU

I
l
I
l
|
l
I
I
l
l
l
|
I
I
I
l
I
l
| Transmitted LED
I
I
I
l
I
l
|
l
I
I
l
I
l
|
l
l
I

a
|
|
Rotatable stage :
U-SRG2 |
U-SRP |
i
|
|
I
|
|
l

Mechanical stage
U-FMP

i
|
|
i
|
Polarizing condenser :
uU-POC-2 |
|

|

Filter (@45) !

|

|

i

43IF550-W45
45-IF546
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Tec h n i c ké a ra m et r Fluorescence ‘ Infracervené ‘ Polarizace
p y Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekonecno)
z . ez : " BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S
Zakladni ‘ Standard ‘ Pokrocilé Ram mikroskopu (odrazené) (odrazené/prenasené) (odrazené) (odraZené/prenasené)
Opticky systém Opticky systém UIS2 (systém s korekci na nekone¢no) Pojezd: 25 mm
Rém mikroskopu BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S - Jemny pojezd na rotaci: 100 um
(odraZené) (odraZené/prendsené) | (odraZené) (odraZené/prenasené) (odraZené) (odraZené/prenédsené) Ostreni . P
erd MinimaIni odstupiiovani: 1 ym
POJeZ' - 25_—' mdm - Horni zarézka a nastaveni toivého momentu pro hrubou rukojet
Ostfeni JeTn.ny PIOJ,EZd na ri)tacyl. ,100 Hm Max. vyska vzorku Odrazené svétlo 65 mm (bez distancni viozky) 105 mm (s BX3M-ARMAD) OdraZené/prenasené svétlo 35 mm (bez distanéni viozky) 75 mm (s BX3M-ARMAD)
Miniméini odstupfiovdni: 1 ym Sirsi pole (&p. 22) Inverzni U-TR30-2: trinokuldrni ‘ Inverzni U-TR30IR: trinokuldrni pro IR Inverzni U-TR30-2: trinokuldrni
Horni zarazka a nastaveni to¢ivého momentu pro hrubou rukojet . e B
Odrazené: 65 (bez distanéni viozky), 105 (s viozkou BX3MARMAD) Bertrandova Cocka Zaostfitelné provedeni
x razené: 65 mm (bez distanZni viozky), mm (s viozkou - . -
Max. vyska vzorku OdraZené/prenasené 35 mm (bez distanéni vlozky), 75 mm (s viozkou BX3M-ARMAD) Blok pole Bertrand Primér 34 mm (fixni)
Pozorovaci tubus Siri pole (&p. 22) Inverzni U-TR30-2: trinokuldrni b . \Z;S::‘S ;Feebpoinénl'
ozorovaci Prokladova jednotk:
o BX3M-KMA-S BX3M-RLAS-S tubus p(r:‘)ar?m(\),‘;{:]i; %@ | Gocek Bertrand mezi _ Poloha posuvniku @ uvniti
Odrazené svétlo Bila LED dioda, BF/DIC/POL/MIX FS, AS Kédované, bila LED dioda, BF/DF/DIC/POL/MIX FS, AS (s stredicim mechanismem), blokovani BF/DF svétla (U-CPA) ortoskopickjm Poloha posuvniku Ovné
(se stredicim mechanismem) , blokovani BF/DF a konoskopickym
osvétleni BX3M-LEDT BX3M-LEDT BX3M-LEDT pozorovanim
Bilé LED svétlo Bilé LED svétlo Bilé LED svétlo X ) L 3 »
PFenéasené svétlo — Abbeho kondenzor / — Abbeho kondenzor / — Abbeho kondenzor / Pozice pro analyzator| Rotani analyzétor s pozici (U-AN360P-2)
kondenzor s dlouhou kondenzor s dlouhou kondenzor s dlouhou B . . ; X
pracovni vzdalenosti pracovni vzdalenosti pracovni vzdalenosti BX3M-URAS-S Kédované, univerzélni odrazené svétlo, 4polohovy karusel pro rotaci
Pozorovani FL zrcétka (standard: U-FWUS, U-FWBS, U-FWGS, U-FBF atd.) s FS, AS (se stiedicim
Hlavni sada U'DGBPR,ES'S . mechanismem)
Ototnd hlavice obiektivii U-5RE-2 U-D6BDRE . Pro svétlé/tmavé pole:
) Pro svétlé pole: Péticetné provedeni Pro svétlé/tmavé pole: Sesticetné provedeni Sesticetné provedeni, BX3M-RLA-S s
Kkédovano 100W halogenova Zarovka pro IR, BF/IR, AS
WHN10X (se stedicim mechanismem)
Okuldr (€p. 22) WHNTOX Odrazené svétlo U-LH100IR
o IR pozorovani _ (VEetnE 12VIOWHALL) _
BX3M-CB Osvétleni 100W halogenovy svételny zdroj pro IR
Ridici jednotka TH4-100 100W napsjeci zdroj
BX3M-HS ——
Ruénf prepinal TH4-HS Rutni pfepinat
Pozorovéni MIX - U-MDR-2 U-RMT Prodluzovaci kabel
Posuvnlk' N’IIXdprg " BX3M-LEDT
pozorovani odrazencho P fe Bilé LED svétlo
svétla PfendSené svétlo Pozorovani POL -
U-MIXRCBL Abbeho kondenzor / kondenzor
K;bel o MIXR s dlouhou pracovni vzdélenosti
Kond dlouha i vzdalenost [ u-Lwep [ [ u-Lwep u LWCpD Hlavnisada UrP4RE
ondenzor (dlouhd pracovni vzdalenost) — - - - - - Ctytetné stfeditelné odnimatelné
Napajeci kabel UYCP (x1) UYCP (x2) U-DGBDRES-S U-SRE2 komponenty, zpozdovaci desticka pro
Hmotnost OdraZzené: cca 15,8 kg (34,8 Ib) (rém mikroskopu 7,4 kg (16,3 Ib)) Otodna hlavice objektivi Pro svétlé/tmavé pole: Sesticetné provedent, kédovano Pro svétlé pole: Péticetné provedeni ;/4 \{Iq(ove deélky (UTAD), tGnovaci
Odrazené/prendsené: cca 18,3 kg (40,3 Ib) (rém mikroskopu 7,6 kg (16,8 Ib)) esticka (U-TP530) a rizné .
- kompenzétory Ize nasadit pomoci
Sada MPLFLN BF/POL/FL pozorovani = adaptéru desky (U-TAD).
MPLFLNS5X, 10X, 20X, 50X, 100X okulér (p.22) WHN10X
Anf ular (Ep.
sada MPLFLN BD BF/DF/DIC/POL/FL pozorovani P WHN10X-H CROSS-WHN10X
Obiektivy _ MPLFLN5XBD, 10XBD, ZDXFD.’SOXBD, 100XBD UFDF__ Protmavé pole
Sada MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD BF/DF/DIC/POL/FL pozorovéni U-FBFL _ Pro svétlé pole, integrovany ND filtr
MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD oz T "
Zrcadiové iednotk U-FBF _ Pro svétlé pole, oddélitelny ND filtr
BF/DF/DIC/POL/FL pozorovani rcadlové jednotky - —
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD U-FWUS_Pro Ultra Violet-FL
KoaxiaIni stolek s rukojeti vpravo, 76 (X) x 52 (Y) mm, s nastavenim to¢ivého momentu U-FWBS _Pro Blue-FL
Sada 76 mm x 52 mm
U-SVRM, U-MSSP U-FWGS Pro Green-FL
Velkoformatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo: 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanismem v ose Y 3 . U-BP1100IR/U-BP1200IR 431F550-W45
Sada 100 100 B
ada mm> mm U-SIC4R2, U-MSSP4 U-25FR _Filtr proti namraze Pasmové propusti pro IR Zeleny filtr
Stolek Sada 100 mm x 100 (G) mm Velkoformatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanismem v ose Y (sklenéna deska) Filtr/polarizator/analyzator ) B U-ANB60IR U-AN3§0P—Z ) o
(XxY) U-SIC4R2, U-MSSPG U-POIR  Posuvnik polarizatoru s odrazem pro IR Rotatni posuvnik analyzétoru pro IR Otocné provedeni 360°, minimdlni Ghel
Sada 150 mm x 100 mm Velkoformatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajiStovacim mechanismem v ose Y otoceni 0,1°
U-SIC64, U-SHG, U-SP64 U-POC-2
d Velkoformatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajiStovacim mechanismem v ose Y (sklenénd deska) Kond_er}zétor Aghljomat bez nap/étl' )
Sada 150 mm x 100 (G) mm U-SIC64, U-SHG, U-SPG64 Polarizétor otocny v 360° s vyklapéci
achromatickou horni Cockou.
- Kondenzor U-LWCD Dlouha pracovni vzdalenost — S nastavitelnou zarazkou v poloze ,0°".
Sada pro pozorovani MIX* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL — NA 0,9 (horni €otka uvnitf) / NA 0,18
DIC* U-DICR (horni ¢ocka venku)
Prokladové trubice U-CA, U-EPA2, U-TRU Aperturniirisova clona: nastavitelny
prameér v rozmezi 2 az 21 mm.
Volitelné Filtry U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-251F550, U-25L42, U-25, U-25FR UTAD Posuunik (acaptér desig]
e . -] osuvnik (adaptér des
prisluSenstvi Filtr pro kondenzor 431F550-W45, U-POT Posuvnik/kompenzatory — " ” D - Y
U-TP530 Ténovaci desticka
Deska stolku U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43 >
oz -TP137 Inna zpozdovaci ick:
Drisk vzorku U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4 : UTP137 Ctvrtvinné zpozdovad! destitka
PryZova rukojet U-SHG, U-SHGT Napéjeci kabel UYCP (x1) UYCP (x2) UYCP (x1)
*Nelze pouzit u modelu U-5RE-2. Odrazené: cca 15,8 kg (34,8 Ib) Odrazené/prenasené: cca 18,3 kg (40,3 Ib) cca 18,9 kg (41,7 Ib) (rdm mikroskopu cca 16,2 kg (35,7 Ib)
P Hmotnost (rém mikroskopu 7.4 kg (16,31b) | (rém mikroskopu 7,6 kg (16,8 Ib)) 74kg (163 1b) (r3m mikroskopu 7,6 kg (16,8 1b)
Odrazené FL Svétlovod U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150 Sada svétlovodu

Jednotky BX53M/BXFM ESD

svételny zdroj

Rtutovd lampa

U-LH100HGAPO1-7, USH-1030L (x2), U-RFL-T, U-RCV Sada rtutovych lamp

Ram mikroskopu

BX53MRF-S, BX53MTRF-S

Osvétlovac

BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S

Objektivy

Polozky
Hlavice objektivd

U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D5BDRES-ESD, U-5RES-ESD

Stolek

U-SIC4R2, U-MSSP4

Sada MPLFLN

BF/DIC/POL/FL pozorovani

MPLFLNS5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Sada MPLFLN BD

BF/DF/DIC/POL/FL pozorovani

MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD

Sada MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD

BF/DF/DIC/POL/FL pozorovani

MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD

Sada MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD

BF/DF/DIC/POL/FL pozorovani, MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD

SadalR

IR pozorovani
LMPLNS5XIR, 10XIR,
LCPLN20XIR, 50XIR,100XIR

Sada POL

Pozorovani POL
UPLFLN4XP, 10XP, 20XP, 40XP

Stolek
(XxY)

Sada 76 mm x 52 mm

Koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 76 (X) x 52 (Y) mm, s nastavenim to¢ivého momentu
U-SVRM, U-MSSP

Sada 100 mm x 100 mm

Velkoforméatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo: 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajistovacim mechanismem v ose Y

U-SIC4R?2, U-MSSP4

Velkoformatovy koaxialni stolek s rukojeti vpravo, 100 (X) x 100 (Y) mm, se zajiStovacim mechanismem v ose Y (sklenéna deska)

Sada 100 mm x 100 (G) mm U-SICAR2, U-MSSPG
Velkoformétovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajidtovacim mechanismem v ose Y
Sada 150 mm 100 mm U-SIC64, U-SHG, U-SP64
Velkoformétovy koaxidlni stolek s rukojeti vpravo, 150 (X) x 100 (Y) mm, s nastavenim tocivého momentu a zajistovacim mechanismem v ose Y (sklenéna deska)
Sada 150 mm x 100 (G) mm U-SIC64, U-SHG, U-SPG64
U-SRP+U-FMP
Sada POL — Polarizacni oto¢ny stolek + mechanicky

stolek

Volitelné
prisluenstvi

Sada pro pozorovani MIX*

BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL

DIC*

U-DICR

Prokladové trubice

U-CA, U-EPA2, U-TRU

Filtry

U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR

Filtr pro kondenzor

431F550-W45, U-POT

Deska stolku

U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43

Drz&k vzorku

U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4

PryZové rukojet

U-SHG, U-SHGT

*Nelze pouzit u modelu U-5RE-2.
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Rozmeéry

BX53M (pro odrazenou kombinaci)

BX53M (pro kombinaci odraZzeného/prenaseného svétla) Systém BXFM
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EVIDENT

EvidentScientific.com

Evident Corporation N
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nigi-SindZuku,
SindZuku-ku, Tokio 163-0910, Japonsko

Spole&nost EVIDENT CORPORATION je drZitelem certifikace 1S014001.
Podrobnosti o registraci k certifikaci viz olympus-ims.com/enviso
Spole€nost EVIDENT CORPORATION je drZitelem certifikace 1509001.

« Tento produkt je uréen pro primyslové prostredi s diirazem na elektromagnetickou kompatibilitu.

Poutit v obytnych prostoréch mize mit negativni dopad na jind zafizeni v okoli

+ Vechny ndavy spolecnosti a ndzvy produktd jsou registrovanymi ochrannymi znémkami a/nebo ochrannymi

znémkami prislusnych viastnikd. Evident, logo Evident a PRECIV jsou obchodnimi znamkami spole¢nosti
Evident Corporation anebo jejich dcefinych spolecnosti.

+ Obrazy na pocitatovych monitorech jsou simulované.
+ Technické parametry a vzhled se miize zménit bez predchoziho upozornéni nebo jakékoli povinnosti ze strany virobce.
+ Osvétlovac zafizeni mikroskopti maji doporuZenou ivotnost. Jsou nutné pravidelné kontroly.

Vice informaci naleznete na nasich webovych strankach.
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